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1. 背景 
光による測距技術”LiDAR”(Light Detection and 

Ranging)  は，次世代 3Dセンシングの有力な手段

として，自動運転用センサをはじめ様々な応用研

究が盛んに行なわれている.本研究室では，ライン

スキャンLiDAR光源として,DBRスローライト導

波路構造の VCSEL 増幅器を用いたビーム掃引デ

バイスを提案し[1]，LiDAR含む技術応用研究を行

なってきた.現在までに非リアルタイムでの 40m
超距離のオフライン測定を実証している[2]. 本研

究では，同デバイスと市販 Flash-ToF センサ及び

一次元 MEMS ミラースキャナを併用した，リア

ルタイムLidar 測定の検討について報告する. 
2. 測定装置 
今回は，前回までに報告している測定系[2]にお

いて，ビームを水平方向に偏向するための固定ミ

ラーを一次元掃引 MEMS ミラーに置き換え測定

を行った.通常，MEMS ミラーによって２次元スキ

ャンを行うためには，複雑な構造となる２軸の

MEMS ミラーの使用あるいは複数の一次元

MEMS ミラーを併用するか，ビーム形状をレンズ

等で広げる必要があるが，いずれも装置の煩雑化

が避けられない.しかし VCSEL ビーム増幅器の狭

ラインビーム特性により，一次元方向のみの単純

な掃引で対象の測距が可能である. 
3. 測定結果 
 今回の測定では,試験的に４ｍの近距離レンジに

おいて一次元角度掃引を行いリアルタイムでの

LiDAR 測定を行った.センサの動作アプリ上の測

距画像(10fps)を Fig.1 に示す.４ｍ位置の測定対象

物に対して，ピーク出力約 150mW のビームライ

ンのスキャン角度を広げていった結果を表してお

り，６度ほどのスキャン範囲で対象物全体が測距

できていることが分かる.画像右下には測定画像

を点群表示し，深度差を分かりやすくした.Fig.2に
示すのは，平面を対象に掃引範囲を変化させたと

きのセンサ上での光強度の角度分布及び距離値の

標準誤差である.６度掃引時でも，誤差は 4cm未満

で距離比 1％未満の測定が可能である. 
 

4. 結論 
4m の近距離レンジにおいて, VCSEL ビーム増幅

デバイスを用いたリアルタイム LiDAR 測定を行

った．掃引角度を適切な大きさに狭めればより長

距離の測定が可能であり，さらに光源の高出力化

により,高精度，広範囲の 3D 測距を検討する予定

である. 
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Fig. 1 Example image of Real-time LiDAR measurement 

 
Fig. 2 Light intensity and accuracy of  

each scan range 
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